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□ 설립배경 및 목표

 ㅇ 반도체·나노기술 관련 연구역량을 결집하고 관련 정부정책 및 국제적 

이슈에 대응하기 위한 반도체 분야의 총괄 연구소의 필요성이 증대됨에 

따라 차세대 반도체융합연구소 설립(21.6.9.)

 ⇨ 국내 대학 최고 수준의 나노팹시설을 바탕으로 국가 반도체 산업에 

기여하고 대구경북권역의 산업생태계 고도화에 이바지하고자 함

□ 미션, 비전 및 추진전략

□ 조직도

※ 연구실: 반도체 대학원 교수 및 융합연구원 연구자, 나노팹공정센터: 소자클린룸 공정장비‧시설 운영, 분석평가센
터: 미세구조/표면/유기/유기/특성분석 인프라 운영, 사업기획실: 사업화, 대형수탁사업발굴, 인프라시스템운영, 사업
비정산, 외부기관협력(국가나노입프라협의체, 설계패키징, 시험인증 등 협력
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□ 인프라 현황

 ㅇ 구축목표

   - 필수적인 기반 연구시설장비 구축

   - 국가 연구인프라 허브로서 사회적·공익적 역할 수행

   - 완전개방형 선진운영시스템 구축 및 대외서비스 개방

   - 기업지원형, 산업요구형 공정개발 및 연계서비스 제공

 ㅇ 핵심공용인프라 현황 : 공용인프라 212대 698억원
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62대 73대 26대 16대 35대
273억원 231억원 106억원 23억원 65억원

 ㅇ FAB동 (규모 : 5,749㎡)

   - 총 구축 예산 : 231억원 (건축 및 CUB시설 제외)

   - 클린룸 1,548㎡, 분석실 1,028㎡, 중앙설비동(CUB) 2,144㎡

   - Class 100-1000, Si Device, MEMS, CMOS 소자 제작 가능

   - i-line Stepper 등 73대의 공용 장비 구축 및 운영

   - 6인치 반도체 웨이퍼 기반의 전 공정 장비 구축

   - 국내 반도체 팹 최초 과기부 안전 관리 우수 실험실 인증 획득

 ㅇ 연구인프라 공동활용 현황

   - 2020년 120개 산학연, 23,604건/연 공동활용 중

   - 반도체 CMOS 표준공정개발 및 인프라기반 산학연 교육 실시

   


